Rozktad zaje¢ dla studidow stacjonarnych | stopnia — semestr zimowy (20182)
SEMESTR V

PONIEDZIALEK / Monday

Grupa 5IBM-M 5IBM-E 30m 31 32 ARAUT-151 33ip 34 35 37 38 39
godz. IBAME-151 MTMX-151 MTIFO-151 | MTWSP-151 | ARAUT-151 | ARIPM-151 | MTMKM-151 | MTMIN-151 | ARROB-151 | MTESP-151 | MTTMU-151
WTP
815 g0 Optical Fiber W
Technol oi1 | pot. sem. IP1 lab
POROB echnology W, s. 603 ab.
W, Lecture " PMP PA2 s.225 EL3
MCHTR 513 s. 517 ZA) proj.
915 . 10% s. 14 GM Il pot. sem. lab. lab. lab.
5 tygodni - s.207,225| s.228 s.227 s. 405
zajec
10% - 11% Foreign on msl UAP ZA)
Language , proj.
Tutorial ow. W W Il pot. sem
s. 517 s. 522 s. 603 : )
1115 - 1200 EAMEB MCHTR 206 5.207,225
w. p | EL3 Tum PMP
1215 - 13% 5.16 GM F‘;" hame“,ta lab. w. | PRW lab.
of Photonics s. 405 s 146 MTL proj. W. +p. s.228
15 . 1400 Lecture s.420
13%- MCHTR 513 5.716
BIOMA
NM1
w.
149 - 1500 s.16 GM Fundamentals FOT w. W.
of s 703 SPC SPC NM1 pof. sem. | oe PTS
Semiconductor w w I pot s;Nm s. 422 w lab.
Technologies ) . : ’ TOE j 1l pot. .
5.519 5.519 5. 422 o 5.519 PA2 pol. sem
1515. 16% LUP proj. lab. s. 137
517 MCHTR FOT Il pot. sem. 577
16:15-18:00 S.
W +L lab. s. 35
s. 16, 425 Electric s. 503 NM2 proj.
1615- 17% metr°|°gy ZAJ proj. Il po%. sem.
ELE2 Lecture Il pot. sem. s. 422
lab. s. 207, 225
1715-18% s. 369 MCHTR 517
GE
1815 19%
WTOREK / Tuesday
Grupa 5IBM-M 5IBM-E 30m 31 32 ARAUT-151 33ip 34 35 37 38 39
godz. IBAME-151 MTMX-151 MTIFO-151 MTWSP-151 | ARAUT-151 | ARIPM-151 | MTMKM-151 | MTMIN-151 | ARROB-151 | MTESP-151 | MTTMU-151
ZA)
81s-9% LuP FOT MTL MSl EL3 .
LAUR : : lab. proj.
Lab. lab W pro. proj. od 7:45 Il pot. sem
915 10% 5.425 3o 5.517 5. 609 5.308 ' R
Il pot. sem. s. 405 s. 207, 225
s. 347 GM
15 _ 1100
10°-11 Jezyk obey 5 Jezyk obcy 5 — ¢wiczenia
1255 12 sale (146, 206, 244, 716)
PMP — wyktad PMP w.
1215 - 13% EAMEB (I potowa semestru) PV“:IP | - pot. sem.
lab. : la11
.39, 405 GM Instrun.1ental PTS sala 11 I - pot. sem. sala
LAUR LOp:ICS PMP lab. PA2 TUM sala 11 PTS
ecture ZSDO
135-14% | | lab. MCHTR 146 lab. s. 308A lab. lab. lab.
pot. sem. Il pot lab. Il pot
5.228 s.227 |l pot. sem. pot. sem.
5. 347GM 5.35 5.232 5.137
14% - 15%
EAMEB w. WTP (2h) WTM
Yoar w. Il pot. sem.
5.11GM A gr . 52
1515-16% PTS Il pot. sem. :
lab. PA2 s. 605, 615, EL3
s. 308 lab. 625 lab.
1635 17% KJUD s. 227 NM2 (3h) s. 405
+lab lab. % gr.
W. . | pot. sem.
17%-18% s.16 GM 5. 605, 615




Rozktad zaje¢ dla studidow stacjonarnych | stopnia — semestr zimowy (20182)

SEMESTR V
Grupa 51BM-M 5IBM-E 30m 31 32 AR]gl:T- 33ip 34 35 37 38 39
godz. IBAME-151 MTMX-151 MTIFO-151 | MTWSP-151 | 197 | ARIPM-IS1 | MTMKM-151| MTMIN-1S1 | ARROB-151 MTESP-151 | MTTMU-151
TOE
815 - 900 w.
ELE2 FIuid. PTS PTS | pot sem. PTS 2500 AKU
w. mechanics | w. w. s. 244 w.
Lecture EL3 I pot. sem. || pot. sem. PTS I pot. sem. w. w. + lab.
9% - 10" s. 162 GE 517 lab. 16 | .16 lab. 5. 16 s. 146 - 206
s. 405 Il pot. sem.
UAP s. 137
1015 - 119 Foreign UPA lab.
TMENU Language | w ELM ZA proj.
s.202 GE Tutorial pot. s. 605, W. Il pot. sem.
1115 - 1200 MCHTR 517 sem. 615 s.16 | s.207,225
s. 336
Fine Machine UPA PMP PA2
12%5-13% PO/MATLA Design Ill wyk. lab. ELM MATLA lab.
MTO a
w. Lecture / W I pot.sem.| 5. 228 lab. w. s.227
| pot. sem. Project S lab. co 2tyg. | pot. sem.
13'-14% 5. 16 GM MCcHTR 603, |5 °17504 Il pot sem. 5. 405 5.16
718 s. 229
14% - 150 PMP ZAJ — wyktad (I potowa semestru)
Instrumental wykfad sala 6
TL\SIO optics PMP PI:AP—wykiad (1 TOE
1515 169 s. 16 .G|V| Tutorial wykfad P OV\;aalsae:rlT:]leStrU) 14A1;ab1'6.00
’ MCHTR 522 1] bof. serlnA
s. 129

16%5- 17% PO/DEPIO PA2 EL3 PMP

W. lab. lab. lab.
1795 18% s.17 GE godz. 14- godz. 14-17 | godz. 14-17

17 od 1l od Il pot. od Il pot.
pot. sem. sem. sem.

1815 190 s.227 s. 405 s.228

CZWARTEK / Thursday
Grupa 5IBM-M 5IBM-E 30m 31 32 AF;.A;:T- 33ip 34 35 37 38 39
godz. | 1BAME-151 MTMX-151 MTIFO-I51 | MTWSP-s1 | 9 | ARIPM-ISL | MTMKM-151 | MTMIN-SL | ARROB-ISL | MTESP-I51 | MTTMU-Is1
gis_gu | MATLA
sIZ:{ EAMEB | Fundamentals zA) FRO
. 13'7 lab. of Photonics ROB - wyktad proj.
95.10% | TMENU s.39 Lecture sala 11 Il pot. sem. | SPCéw. w. +1.
lab s. 044 MCHTR 517 5.207,225| S 336 s. 244
GM
105 1qm | TMENU [ SPCéw. | WTP
lab. s. 336 l.+p.
lab. Y ar ROB — wyktad
sem. PMP SPC ¢w. ) sala 11
1115 - 1200 LAUR ppe lab. 5. 519 S. 6(:352,5615,
lab. s. 228
' EL
1215 - 1300 !l pot. Opto-electronic Ia; PTS plrozj
sem. - MTL NwP lab MTL : GRK
5. 347 Materials W s. 405 L +p. ab. w. s. 225 w. +1.
oM Lecture / Lab s.519 s. 609, 620 'l pot. sem. s.519 s. 140, 308
131514 MCHTR 513 ' o 5. 137 . o
14%5 - 15% PA2 MEN w+p Prs
PTS :
LUP lab. I pot. sem. NMm2 | pot. sem.
Lab s.227 s. 206 lab. w. . PMP EL3 s 11
15%.16% | ELE2 5. 425 ZAl proj. vogr. | 'POtsem- oy lab. lab.
lab. 'S' ”2%"%5';'2“5- Ipot.sem. | 511,137 | ¢ 708 5.405 | Il pot. sem.
s. 369 Ce s. 605, 615 s. 137
16170 | OF
1715_ 1800




Rozktad zajec dla studidéw stacjonarnych | stopnia — semestr zimowy (20182)
SEMESTR V

PIATEK / Friday

Grupa | 5IBM-M | goa. e 30m 31 32 ARQ:T' 33ip 34 35 37 38 39
godz. IBAME-151 MTMX-151 MTIFO-151 | MTWSP-151 | <5 | ARIPM-151 | MTMKM-151| MTMIN-151 ARROB-151 MTESP-151 MTTMU-151
815 . goo MNUB Optical Fiber PTS MTL
Technology lab.
w- Lab lab. sem
- . 105-AR ' .308 :
915 . 10% s MCHTR 504 s 5. 137
1015 - 119 Fundamentals
Jezyk obcy of Photonics Jezyk obcy 5 — ¢wiczenia
EAMEB
1135 - 1200 5 lab. Lab sale (244, 522, 716)
s.39,405 | MCHTR 503/504
GM
1215 - 13%
LAUR MTL
PTS
lab. ZAJ — wyktad (I potowa semestru) lab lab.
Il pot. sala 6 PA2 X sem.
1315 - 14% sem. Cor:c:mpo;ary lab. s. 308 5. 137
g. 11-14 P L'e‘;:;’fe Y s.227
s. 347 GM
MCHTR 14
¢ ZA)
00 _ 1500 .
142-15 AR prol PTS SSR
pot.
lab. sem. lab. PMP w. + lab.
1515_16% | & 1417 ELE2 s. 207 s. 308 lab. s.336
s. 39, 405 lab. 25 s. 228
GM s. 369
161-17% GE
17%5-18%
Przyjete skroty:
Grupa 30:
BIOMA - Biomateriaty
DEPJO - Detekcja promieniowania jonizujgcego
EAMEB - Elektroniczna aparatura medyczna
ELE2 - Elektronika 2
LAUR - Laboratorium podstaw automatyki i robotyki
LUP - Logiczne uktady programowalne
MATLA - Wprowadzenie do programowania w MATLAB'ie
MES - Metoda elementéw skoriczonych - zastosowania w bioinzynierii
MNUB - Metody numeryczne
POROB - Podstawy robotyki
TLBIO - Techniki laserowe w biomedycynie
TMENU - Techniki medycyny nuklearnej
WF - Wychowanie fizyczne
Pozostate przedmioty: NM2 - Napedy elektromechaniczne urzgdzerh mechatroniki 2
AKU - Podstawy akustyki i elektroakustyki OI1 - Optyka instrumentalna 1
EL3 - Elektronika 3 PA2 - Podstawy automatyki 2
ELM - Elementy i podzespoty mechatroniczne PMP - Podstawy mechaniki ptynow
FIB - Fizykomedyczne podstawy inzynierii biomedycznej PRW - Przedmiot wariantowy
FOT - Podstawy fotoniki PSAIR - Przetwarzanie sygnatéw IAiR
FRO - Fotografia - systemy realizacji obrazu PTS - Przetwarzanie sygnatow
GRK - Grafika komputerowa ROB - Robotyka )
IP1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1 SMP - Systemy pomiarowe
IP2 - Informatyka w systemach pomiarowych 2 SPC - Sterowanie procesow ciagtych
1S1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1 SSR - Sensoryka robotéw
JAV - Programowanie obiektowe (JAVA) TOE - Technologia obwoddéw elektronicznych
105 - Jezyk obey 5 TPW - Teoria Pomiaréw Wspoétrzednosciowych
LBV - LabView TUM  -Technologia urzadzen mechatroniki
MEN - Metody numeryczne UAP - Urzadzenia automatyzacji produkgji
MEP - Metrologia przemystowa UPA - Urzadzenia pomiarowe automatyki
N - Metody sztucznej inteligenciji WF - Wychowanie fizyczne 5 )
MTL - Programowanie w systemie MatLab WTM - Wstep do technik multimedialnych
MTM - Materiaty funkcjonalne w urzadzeniach mechatroniki WTP - Wybrane t_ec_h”'kl' pomiarow
MTO - Materiatoznawstwo optoelektroniczne ZA) - Zarzadzanie jakoscia

NM1 - Napedy elektromechaniczne urzadzeri mechatroniki 1 ZSDO - Zaawansowane systemy diagnostyki obiektéw technicznych



